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Kód výzvy OPII-VA/DP/2021/9.3-01 
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Názov projektu Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov 
pre inteligentnú mikroelektroniku v 21.storočí 

Subjekt/prijímateľ pomoci Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. 

Partner  Bizzcom, s.r.o.  

Financovanie projektu COV 1 814 520,20  € 

NFP  1 454 685,19 € 

VZ 359 835,01 € 

 



Obdobie realizácie projektu 03/2022 – 09/2023 

Miesto realizácie projektu SR/Trnavský  kraj/Piešťany 
SR/Trnavský kraj/Bučany 
SR/Bratislavský  kraj/ Bratislava  

Doména inteligentnej špecializácie  Priemysel pre 21. storočie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C28 Výroba strojov a zariadení i.n. 

Funkčné väzby C28.99.0 – Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i.n. 

Predmet výskumu 
Cieľom je výskum procesu výroby senzorov, detektorov a memristorov prostredníctvom novej inovatívnej technológie 

využívajúcej kontrolovaný lokálny rast hradlových, izolačných a pasivačných oxidových vrstiev metódou depozície 

po atomárnych vrstvách (atomic layer deposition, ALD). 

 

Výstupy do praxe 
Očakávame, že nová technológia prípravy senzorov detektorov a memristorov bude mať teda veľký význam pre: 

o senzory a detektory žiarenia v oblasti medicíny, najmä pre rýchlu, presnú a efektívnu medicínsku diagnostiku, 
o ich potenciál je aj v oblasti zvyšovania bezpečnosti, dodržiavania normy pre potraviny a lieky a zvyšovať efektívnosť 

priemyslu 
o ďalší výskum môže priblížiť aj ich využitie na detekciu nebezpečných materiálov v preprave zásielok, batožinovej 

kontroly, 
o využitie technológie ALD v príprave memristorov umožní prekonať pôrodné bolesti týchto sľubných nových súčiastok 

ako sú variabilita v rámci procesu (D2D)a variabilita medzi procesmi (P2P), čo okrem technologického transferu 
umožní 



o spoľahlivú integráciu memristorov do hustých maticových polí slúžiacich ako jednotlivé vrstvy hardvérových 
neurónových sietí, ktoré sú základom neuromorfných čipov novej generácie a čipov pre rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť 
„fuzzy logic“. 

o realizáciu zariadenia na kontrolovaný rast oxidov v nanometrovej oblasti na úrovni TRL 9 a teda jej komerčnú výrobu 
po ukončení realizácie projektu. 

Dávame do pozornosti...... (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu) 
Inovatívny prístup: 
V rámci projektu bol identifikovaný potenciál realizovanej inovačnej zmeny na úrovni 4. stupňa modifikovaného 
Valentovho inovačného spektra, spočívajúci v možnosti vyvíjať pomocou technológie ALD tlačového zariadenia s 
predtým nemožnými funkciami a rýchlosťou za zlomok nákladov mikroelektronické súčiastky MEMS (Micro-Electro-
Mechanical Systems, označuje mechanické a elektromechanické konštrukcie veľmi malých rozmerov) a integrované 
senzory, detektory a memristory, laboratórium na čipe, RF (rádio frekvenčné) zariadenia, optické a fotonické 
zariadenia, kvantové zariadenia a zariadenia na zber/skladovanie energie. Takéto inovatívne zariadenie vo svojej 
podstate umožní predefinovanie mikrovýroby:  
- Rýchle prototypovanie a výrobu atómovej vrstvy 
- Vysoko selektívne vzorovanie atómovej vrstvy 
- Vynikajúca 2D/3D konformná depozícia na jednoduché a zložité povrchy 
- Kombinácia viacerých materiálov s vynikajúcou kompatibilitou 
- Výborná priľnavosť vzoru na takmer všetky povrchy 
- Digitálne a atómovo presné ovládanie procesu tlače 
- S možnosťou aplikácie až 450 rôznych komerčne dostupných materiálov  
  

Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu spočíva v novom prístupe využitia digitálnych a robotických riešení 
a predstavuje potenciál aplikovateľnosti navrhovaného konceptu (výsledku projektu) vyššie spomínaných ALD 
technologických operácií. 
 
 
 

 



Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. 
Výskumná aktivita 0H1 -   Technológia a charakterizácia 
pripravovaných súčiastok – Piešťany 
- príprava laboratórnych prototypov elektródových vrstiev 
mikroelektronických senzorov, detektorov a memristorov s 
využitím ultravákuovej depozície a fotolitografie a ich komplexná 
charakteristika pomocou vysokorozlišovacej RTG difrakcie (TRL 4), 
 
Výskumná aktivita 0H1 -   Technológia a charakterizácia 
pripravovaných súčiastok – Bratislava 
Výskum  prípravy oxidových vrstiev mikroelektronických senzorov, 
detektorov a memristorov pomocou ALD s cieľom umožniť 
bezprecedentnú kontrolu vlastností pripravovaných vrstiev a 
zároveň vysokú opakovateľnosť procesu (na prípravu oxidov bude 
využitá aj lokálna ALD depozícia nevyžadujúca litografiu, čo je 
revolučná technológia vyvíjaná v projekte H2020 Atoplot za účasti 
ElÚ SAV, v.v.i..) (TRL 4) 
 
 
 

Partner 1 – Bizzcom, s.r.o. 
Výskumná aktivita 1H3  - Priemyselný výskum konceptu zariadenia 
na lokálnu pasiváciu - riešenie na tlačové zariadenie pre depozičnú 
technológiu s priamym spracovaním atómovej vrstvy so selektívnou 
oblasťou mikroreaktora s režimom ALD  
Výskum a vývoj digitálneho modelu zariadenia pre lokálnu pasiváciu 
so zameraním na oblasť mechaniky a automatizácie riešenia. Medzi 
vlastnosti navrhovaného zariadenia patrí schopnosť tlače z viacerých 
materiálov, selektívna plošná depozícia, vysokokvalitné nanášanie 
materiálu, konformné nanášanie na akýkoľvek typ povrchu so 
zvlnením do 25 μm a selektívne ukladanie nanočastíc.  
V prvom kroku bude spracovaná analýza funkčných požiadaviek 
zariadenia. Dizajn bude zahŕňať digitálne modely, automatizačné 
programy, schémy zapojenia a vývoj kľúčových mechanických 
komponentov. Následne budú realizované simulácie a testovanie,
kde čiastkové výsledky výskumu budú viesť k zostaveniu prototypu z 
mechanického, elektrického a funkčného hľadiska. 
Výstupy výskumno-vývojovej aktivity: Digitálny model ALD tlačového 
zariadenia a mechanické komponenty zariadenia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci –  
Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. 
 
 
webové sídlo 
www.elu.sav.sk 

   Partner 1 –  
    Bizzcom, s.r.o. 
 

   webové sídlo 
https://bizzcom.sk/ 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. 


